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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁を備え、前記セルは、所定の
開口面積を有する第１のセルと、前記第１のセルと開口面積が異なる第２のセルとが交互
に配設されたハニカム構造体を製造するために、原料となる坏土を押出成形するためのハ
ニカム構造体成形用口金の製造方法であって、
　一方の端面と他方の端面を有した板状の口金基体の坏土成形面とされる前記一方の端面
において、前記坏土を押出することにより前記ハニカム構造体の前記隔壁を形成するため
のスリットを形成する形成位置に、前記スリットの幅よりも小さい、直線状の加工液用液
溝を形成する液溝形成工程と、
　前記液溝形成工程の前に、または後に、前記口金基体の坏土導入面とされる前記他方の
端面に、前記加工液用液溝に連通させた、前記坏土を導入するための複数の導入孔を形成
する導入孔形成工程と、
　前記口金基体の坏土成形面とされる前記一方の端面において、前記加工液用液溝を含む
位置に、前記スリットの溝幅に対応する複数の板状の突起電極が配設された櫛歯電極によ
り櫛歯放電加工を行い、前記導入孔に連通させたスリットを形成するスリット形成工程と
、
　を有するハニカム構造体成形用口金の製造方法。
【請求項２】
　前記導入孔形成工程および前記液溝形成工程の後に、加工液を前記加工液用液溝に流通
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させつつ前記スリット形成工程を行う請求項１に記載のハニカム構造体成形用口金の製造
方法。
【請求項３】
　前記スリット形成工程において、前記加工液用液溝の中心軸からずれた位置に前記櫛歯
電極を挿入して前記スリットを形成する請求項１または２に記載のハニカム構造体成形用
口金の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大きさが異なるセルを有する構造のハニカム構造体を押出成形するためのハ
ニカム構造体成形用口金の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関、ボイラー等の排ガス中の微粒子や有害物質は、環境への影響を考慮して排ガ
ス中から除去する必要性が高まっている。特にディーゼルエンジンから排出される微粒子
（以下「ＰＭ」ということがある。）の除去に関する規制は世界的に強化される傾向にあ
り、ＰＭを除去するための捕集フィルタ（以下「ＤＰＦ」ということがある。）としてハ
ニカムフィルタの使用が注目され、種々のシステムが提案されている。上記ＤＰＦは、通
常、多孔質の隔壁によって流体の流路となる複数の断面形状が四角形や六角形等のセルが
区画形成されたものであり、セルを交互に目封じすることで、セルを構成する多孔質の隔
壁がフィルタの役目を果たす構造である。ここで、断面形状とは、セルをその長手方向に
垂直な平面で切断したときの、その断面の形状をいう。
【０００３】
　ＤＰＦは、一方の端部側から微粒子を含有する、被処理流体の排ガス等を流入させ、隔
壁で微粒子を濾過した後に、浄化されたガスを他方の端部側から排出するものであるが、
排ガスの流入に伴い、排ガス中に含有される微粒子が上記一方の端部（排ガスが流入する
側の端部）に堆積し、セルを閉塞させるという問題があった。これは、排ガス中に多量の
微粒子が含有される場合や、寒冷地において発生し易い現象である。このようにセルが閉
塞すると、ＤＰＦにおける圧力損失が急激に大きくなるという問題があった。このような
セルの閉塞を抑制するために、上記排ガスが流入する側の端部において開口しているセル
（流入側セル）の断面積と、上記他方の端部（排ガスが流出する側の端部）において開口
しているセル（流出側セル）の断面積とを異ならせた構造（ＨＡＣ（Ｈｉｇｈ　Ａｓｈ　
Ｃａｐａｃｉｔｙ）構造）のものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。ここで
、断面積とは、セルをその長手方向に垂直な平面で切断したときの、その断面の面積をい
う。流入側セルのセル開口部（セル断面）の大きさ（面積）を、流出側セルのセル開口部
（セル断面）の大きさ（面積）より大きくすることにより、粒子状物質等が堆積する流入
側セル表面の表面積が大きくなるため、圧力損失の増大を抑制することが可能となる。
【０００４】
　セラミック質のハニカム構造体の製造方法としては、従来から、成形原料（以下、「坏
土」と言うことがある）を導入する裏孔（以下、「導入孔」と言うことがある）と、この
裏孔に連通する六角形状等のスリットとが形成された口金基体を備えたハニカム構造体成
形用口金（以下、「口金」と言うことがある）を用いて押出成形する方法が知られている
。裏孔から導入されたセラミック原料等の成形原料は、比較的内径の大きな裏孔から、幅
の狭いスリットへと移行して、このスリットの開口部からハニカム構造の成形体（ハニカ
ム成形体）として押出される。
【０００５】
　このようなハニカム構造体成形用口金を製造する方法としては、四角形のセルの場合、
研削加工する方法が知られている。また、六角形状のハニカム構造体成形用口金を製造す
る方法としては、例えば、上述したハニカム形状のスリットを放電加工（ＥＤＭ加工）に
より形成する製造方法が開示されている（例えば、特許文献２～４参照）。さらに、六角
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セル口金のスリット加工方法としては、セルの１辺ずつをカーボン等のリブ電極により加
工する方法が開示されている（特許文献５参照）。また、型彫り放電によるスリット加工
を安定して行うために、スリット加工の前に、裏穴に対応する位置に加工液を流す穴を開
けておく方法が開示されている（特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－８９６号公報
【特許文献２】特許第１７８４８２２号公報
【特許文献３】特許第１７８４８２３号公報
【特許文献４】特開２００２－２７３６２６号公報
【特許文献５】特開昭６３－２８５２２号公報
【特許文献６】特開２００５－２５４３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、被処理流体の流入側と流出側のセルの大きさが異なる構造のハニカム構
造体では、大きさが異なるセルが並んでいるため、隔壁が直線状に形成されていない。こ
のため、成形原料を押出成形するためのハニカム構造体成形用口金の、ハニカム構造体の
隔壁を形成するためのスリットは、直線状ではなく凹凸状に配置されている。そこで、こ
のような構造のハニカム構造体成形用口金のスリットは、四角セルのハニカム構造体を押
出成形するための口金のように、研削加工により製造することは不可能であった。
【０００８】
　そこで、被処理流体の流入側と流出側のセルの大きさが異なる構造のセル構造に対応し
たスリットを形成するために、そのスリットのセル構造を転写したような網目形状の電極
を用いて放電加工にて口金を製造していた。しかしながら、網目形状の電極を製造するた
めの工数は多く、また、ＤＰＦは径が大きいため、口金を製作するための電極の製作に数
ヶ月～半年程度の時間を要していた。
【０００９】
　ＤＰＦであるＨＡＣ用口金においては、次のような問題もあった。ＤＰＦのリブ厚が大
きいため口金のスリット幅も広くなり、加工除去量が増加し工数が増大していた。加工除
去量の増加に伴い、スラッジ発生量も増えるため、液穴を形成し、液穴から加工液を流し
つつ加工する方法（特許文献６参照）では、加工液の流量が十分とは言えず、加工除去が
困難であった。これによりスリットの加工安定性・スリット幅／深さの精度の低下を招い
ていた。また、液穴はレーザやドリルで形成するため、ドロスやバリの影響でもスリット
の加工安定性が低下していた。そこで、被処理流体の流入側と流出側のセルの大きさが異
なる構造のハニカム構造体を押出成形するための口金をより容易に作製する方法が求めら
れてきた。
【００１０】
　本発明の課題は、大きさが異なるセルを有する構造のハニカム構造体を押出成形するた
めの口金をより容易に作製することのできる、ハニカム構造体成形用口金の製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、加工液用液溝を形成し、そこから加工液を流しつつ櫛歯電極を用いた放
電加工によって口金を製造することにより、上記課題を解決しうることを見出した。すな
わち本発明によれば、以下のハニカム構造体成形用口金の製造方法が提供される。
【００１２】
［１］　流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁を備え、前記セルは、
所定の開口面積を有する第１のセルと、前記第１のセルと開口面積が異なる第２のセルと
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が交互に配設されたハニカム構造体を製造するために、原料となる坏土を押出成形するた
めのハニカム構造体成形用口金の製造方法であって、一方の端面と他方の端面を有した板
状の口金基体の坏土成形面とされる前記一方の端面において、前記坏土を押出することに
より前記ハニカム構造体の前記隔壁を形成するためのスリットを形成する形成位置に、前
記スリットの幅よりも小さい、直線状の加工液用液溝を形成する液溝形成工程と、前記液
溝形成工程の前に、または後に、前記口金基体の坏土導入面とされる前記他方の端面に、
前記加工液用液溝に連通させた、前記坏土を導入するための複数の導入孔を形成する導入
孔形成工程と、前記口金基体の坏土成形面とされる前記一方の端面において、前記加工液
用液溝を含む位置に、前記スリットの溝幅に対応する複数の板状の突起電極が配設された
櫛歯電極により櫛歯放電加工を行い、前記導入孔に連通させたスリットを形成するスリッ
ト形成工程と、を有するハニカム構造体成形用口金の製造方法。
【００１３】
［２］　前記導入孔形成工程および前記液溝形成工程の後に、加工液を前記加工液用液溝
に流通させつつ前記スリット形成工程を行う前記［１］に記載のハニカム構造体成形用口
金の製造方法。
【００１４】
［３］　前記スリット形成工程において、前記加工液用液溝の中心軸からずれた位置に前
記櫛歯電極を挿入して前記スリットを形成する前記［１］または［２］に記載のハニカム
構造体成形用口金の製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のハニカム構造体成形用口金の製造方法では、加工液用液溝を形成して加工液を
流しつつ口金を製造するため、大きさが異なるセルを有する構造のハニカム構造体を押出
成形するための口金の加工安定性を向上させることができ、より容易に口金を製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】櫛歯電極の一部を模式的に示す斜視図である。
【図２Ａ】加工液用液溝を形成した口金基体の平面図である。
【図２Ｂ】加工液用液溝を形成した口金基体の断面図である。
【図３Ａ】導入孔を形成した口金基体の平面図である。
【図３Ｂ】導入孔を形成した口金基体の断面図である。
【図３Ｃ】導入孔を形成した口金基体の一部断面斜視図である。
【図４Ａ】スリットを形成する工程を示す口金基体の平面図である。
【図４Ｂ】スリットを形成する工程を示す口金基体の一部断面斜視図である。
【図４Ｃ】図４Ａに続く、スリットを形成する工程を示す口金基体の平面図である。
【図４Ｄ】スリットを形成した口金の平面図である。
【図４Ｅ】スリットを形成した口金の断面図である。
【図５】本発明のハニカム構造体成形用口金の製造方法によって作製した口金によって製
造されたハニカム構造体の一実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。本発明は、以下の実施
形態に限定されるものではなく、発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、変更、修正、改
良を加え得るものである。
【００１８】
　本発明のハニカム構造体成形用口金（以下、単に口金１という場合がある）の製造方法
は、流体の流路となる複数のセル４２を区画形成する多孔質の隔壁４１を備え、セル４２
は、所定の開口面積を有する第１のセルと、第１のセルと開口面積（セルの大きさ）が異
なる第２のセルとが交互に配設されたハニカム構造体４０（図５参照）を製造（成形）す
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るために、原料となる坏土を押出成形するためのハニカム構造体成形用口金の製造方法で
ある。本発明のハニカム構造体成形用口金の製造方法によって製造された口金１により製
造されたハニカム構造体４０は、例えば、第１のセルが、一方の端部が開口され且つ他方
の端部が目封じされ、第２のセルが、一方の端部が目封じされ且つ他方の端部が開口され
て、第１のセルが開口する一方の端部から流入した流体を、隔壁４１を透過させて第２の
セル内に透過流体として流出させ、透過流体を第２のセルが開口する他方の端部から流出
させるハニカムフィルタとして使用することができる。
【００１９】
　本発明のハニカム構造体成形用口金の製造方法は、一方の端面７と他方の端面８を有し
た板状の口金基体２の坏土成形面１７とされる一方の端面７において、坏土を押出するこ
とによりハニカム構造体４０の隔壁４１を形成するためのスリット５を形成する形成位置
に、スリット５の幅よりも小さい、直線状の加工液用液溝３を形成する液溝形成工程と、
液溝形成工程の前に、または後に、口金基体２の坏土導入面１８とされる他方の端面８に
、加工液用液溝３に連通させた、坏土を導入するための複数の導入孔４を形成する導入孔
形成工程と、口金基体２の坏土成形面１７とされる一方の端面７において、加工液用液溝
３を含む位置に、スリット５の溝幅に対応する複数の板状の突起電極２３が配設された櫛
歯電極２１（図１参照）により櫛歯放電加工を行い、導入孔４に連通させたスリット５を
形成するスリット形成工程と、を有する。
【００２０】
　大きさが異なるセル４２を有するハニカム構造体４０を成形するための口金１は、隔壁
４１を形成するためのスリット５が直線状ではないため、従来、網目状の電極を使用して
おり、電極を作製することに時間がかかり、コストアップの原因となっていた。本発明の
製造方法は、図１に示すような櫛歯電極２１を用いる方法である。櫛歯電極２１は、口金
１の溝幅に対応する複数の板状の突起電極２３が板状の櫛歯電極支持部２２に設けられた
ものである。櫛歯電極２１は、放電ではなく切削、研削で加工することができるため、製
造にかかる時間を削減し、製造コストを削減することができる。また、従来の網目状の電
極では、電極を精度良く作製することが困難であるため、口金のスリット幅精度が低下し
ていた。本発明の製造方法に用いる櫛歯電極２１は、簡単な構造であり高精度な加工が可
能である。つまり、櫛歯電極２１は、短時間で精度よいものを作製可能であるため、これ
を用いた本発明の製造方法は、製造コストを削減することが可能である。
【００２１】
　本発明のハニカム構造体成形用口金の製造方法では、直線状の加工液用液溝３を形成す
る液溝形成工程を有するため、スリット形成工程において、十分な加工液１０を流通させ
ることができる。加工液１０を加工液用液溝３に流通させつつスリット形成工程を行うこ
とにより、放電加工によって発生するスラッジを口金基体２の表面側に排出することが可
能となり、櫛歯電極２１による安定した放電を起こさせて正常な放電加工を実現し、ハニ
カム構造体成形用口金１を高精度に製造することができる。
【００２２】
　ハニカム構造体成形用口金の製造方法では、スリット形成工程において、櫛歯電極２１
にて所定のスリット５を形成した後に、櫛歯電極２１を一方の端面７上で回転させ、次の
所定のスリット５を形成する。大きさが異なるセル４２を有するハニカム構造体４０は、
隔壁４１が直線状ではなく、成形するための口金１のスリット５も直線状ではない。この
ため、櫛歯電極２１を回転させてスリット５を形成することにより、口金１の非直線状の
スリット５を形成することができる。
【００２３】
　ハニカム構造体成形用口金の製造方法では、スリット形成工程において、２種以上の櫛
歯電極２１を用いるか、同種の電極の位置をずらして加工する。大きさが異なるセル４２
を有するハニカム構造体４２を成形するための口金１を作製するためには、２種以上の櫛
歯電極２１を用いるか、同種の電極の位置をずらして加工する必要がある。
【００２４】
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　本発明の実施の形態を以下、さらに詳しく説明する。まず、ハニカム構造体成形用口金
１の口金基体２を構成する材料について説明する。
【００２５】
　（口金基体を構成する材質）
　本実施形態で用いられる口金基体２を構成する材料としては、ハニカム構造体成形用口
金の材料として一般的に用いられている金属又は合金を挙げることができる。例えば、鉄
（Ｆｅ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、及びアルミニウム（Ａｌ）
からなる群より選ばれる少なくとも一つの金属を含む金属又は合金を挙げることができる
。なお、このような第一の板状部材２３を構成する金属又は合金は、炭素（Ｃ）、ケイ素
（Ｓｉ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）、モリブデン（Ｍｏ）、白金（Ｐｔ）、パ
ラジウム（Ｐｄ）等の添加剤を含んだものであることが更に好ましい。
【００２６】
　また、口金基体２を構成する合金の他の例として、ステンレス合金、より具体的には、
ＳＵＳ６３０（Ｃ；０．０７以下，Ｓｉ；１．００以下，Ｍｎ；１．００以下，Ｐ；０．
０４０以下，Ｓ；０．０３０以下，Ｎｉ；３．００～５．００，Ｃｒ；１５．５０～１７
．５０，Ｃｕ；３．００～５．００，Ｎｂ＋Ｔａ；０．１５～０．４５，Ｆｅ；残部（単
位は質量％））を好適例として挙げることができる。このようなステンレス合金は、加工
が比較的に容易であるとともに、安価な材料である。
【００２７】
　また、口金基体２を構成する合金の他の例として、耐摩耗性に優れた炭化タングステン
基超硬合金から構成されたものを用いることが好ましい。これにより、スリット５の磨耗
が有効に防止されたハニカム構造体成形用口金１を製造することができる。
【００２８】
　上記した炭化タングステン基超硬合金は、少なくとも炭化タングステンを含む合金であ
り、炭化タングステンを、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（
Ｔｉ）、及びクロム（Ｃｒ）からなる群より選択される少なくとも一つの金属で焼結した
合金であることが好ましい。上記群より選択される少なくとも一つの金属を結合材として
使用した炭化タングステン基超硬合金は、耐摩耗性や機械的強度に特に優れている。具体
的なものとしては、例えば、コバルト（Ｃｏ）を結合材として使用した炭化タングステン
基超硬合金、ＷＣ－Ｃｏ０．１～５０質量％等を挙げることができる。
【００２９】
　上記の材料からなる板状部材を口金基体２として、以下の工程によりハニカム構造体成
形用口金１を製造することができる。
【００３０】
　（液溝形成工程）
　図２Ａ～２Ｂを用いて、液溝形成工程を説明する。図２Ａに、口金基体２の平面図、図
２Ｂに、口金基体２の断面図を示す。まず、図２Ａに示すように、スリット５が形成され
る予定の口金基体２の一方の端面７に、スリット５の幅よりも小さい、直線状の加工液用
液溝３を形成する。加工液用液溝３を、直線状の溝として、縦横等間隔の網目状に形成す
る。深さは、後工程において他方の端面８側から導入孔４を形成した場合に、導入孔４と
連通する深さとする。加工方法としては、大径サイズへの対応が可能、高精度、高効率と
いう点から研削が好ましいが、他の直線的な加工が可能な方法（ワイヤ放電加工、切削加
工、等）でもよい。液溝幅は、０．０２５～０．８００ｍｍが好ましく、０．０９０～０
．４００ｍｍがさらに好ましい。
【００３１】
　（導入孔形成工程）
　図３Ａ～３Ｂを用いて導入孔形成工程を説明する。図３Ａに、スリット５が形成される
予定の口金基体２の一方の端面７から見た口金基体２の平面図、図３Ｂに、口金基体２の
断面図、図３Ｃに口金基体２の斜視図を示す。まず、図３Ａ～３Ｃに示すように、口金基
体２の坏土導入面１８とされる他方の端面８に厚さ方向に開口する導入孔４を形成する。
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また、口金基体２に導入孔４を形成する際には、図３Ａに示すように、ハニカム構造体成
形用口金１のハニカム形状の加工液用液溝３における交差部の部分と連通するような位置
に形成することが好ましい。このような位置に導入孔４を形成することにより、ハニカム
構造体成形用口金１を用いて押出成形を行う際に、導入孔４に導入した成形原料をスリッ
ト５全体に均一に広げることができ、高い成形性を実現することができる。
【００３２】
　導入孔４の開口径の大きさは、製造するハニカム構造体成形用口金１の大きさや、押出
成形するハニカム構造体４０（図５参照）の形状等によって適宜決定することができる。
このような導入孔４を形成する方法については特に制限はないが、例えば、電解加工（Ｅ
ＣＭ加工）、放電加工（ＥＤＭ加工）、レーザ加工、ドリル等の機械加工等による従来公
知の方法を好適に用いることができる。
【００３３】
　（スリット形成工程）
　スリット形成工程で形成されるスリット５は、異なる大きさのセル４２を有するハニカ
ム構造体４０を押出成形するためのハニカム状のスリット５である。スリット５の幅は、
例えば、０．０５～１．００ｍｍである。スリット５の坏土成形面１７からの深さは、例
えば、０．５０～５．００ｍｍである。
【００３４】
　（櫛歯電極）
　スリット形成工程においては、スリット５の一辺に対応する平行な板状の複数の突起電
極２３を突起電極支持部２２に並列させた図１に示すような、櫛歯電極２１を用いて、坏
土成形面１７上で、複数回に分けて櫛歯放電加工を行う。
【００３５】
　櫛歯電極２１に設けられた複数の突起電極２３は、厚みｔをスリット５の幅に対応させ
て、例えば、０．０２０～０．８００ｍｍとする。また突起電極２３の高さＨはスリット
５の深さよりも長く、例えば、１．００～８．００ｍｍとする。そして突起電極２３の幅
Ｌは、例えば、０．４０～２．００ｍｍとする。
【００３６】
　なお、スリット５の深さが深い場合には櫛歯電極２１の複数回加工を行うことが好まし
い。その理由は、電極の消耗により、スリット５が深い部分ほどスリット幅が狭いテーパ
状になることがあるためである。この深い部分のスリット幅を広げるため、櫛歯放電加工
を行った後で同じ位置に、櫛歯電極２１を新たのものと交換し、複数回に分けて新しい櫛
歯電極２１で放電加工を行うことが好ましい。また、繰り返し時の櫛歯放電加工に突起電
極２３の厚みｔを薄くしたものを用いることは、加工面の上面に近い部分ではほとんど加
工が行われず、スリット幅がテーパ状に狭くなったスリット５の深い部分のみを加工可能
であることから好ましい。
【００３７】
　（櫛歯電極を構成する材質）
　本実施形態で用いられる櫛歯電極２１を構成する材料としては特に限定するものではな
いが、微粒子高強度高密度カーボングラファイト材を挙げることができる。より具体的に
は平均粒子径５μｍ以下のものを好適例として挙げることができる。このようなカーボン
グラファイトを材質としたカーボン電極は、櫛歯電極２１の突起電極２３等の微細形状の
ものを高い精度で形成することが可能であるという利点や、高硬度で耐摩耗性に優れてい
る、加工速度が速いという利点がある。しかし、高硬度であるが故に、破損しやすいため
、微粒子高強度高密度カーボングラファイト材を櫛歯電極２１を構成する材料として用い
た場合には、粗スリット加工等を行って、加工領域をあらかじめ省いておくことや、放電
加工に伴って発生するスラッジを加工液などによって効率良く排除することが特に好まし
い。
【００３８】
　図４Ａ～４Ｅを用いてスリット形成工程を説明する。図４Ａは、櫛歯電極２１によるス
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リット形成を説明するための口金基体２の平面図、図４Ｂは、斜視図、図４Ｃは、図４Ａ
に続く櫛歯電極２１によるスリット形成を説明するための口金基体２の平面図、図４Ｄは
、スリット形成工程により製造された口金１の平面図、図４Ｅは、図４Ｄに示す口金１の
断面図である。
【００３９】
　櫛歯電極２１は、必要により、２種以上用いて、坏土形成面１７上にて回転させて口金
基体２を加工する。
【００４０】
　図４Ａ、４Ｂに示すように、加工液用液溝３を含む位置に、スリット５の溝幅に対応す
る複数の板状の突起電極２３が配設された櫛歯電極２１（図１参照）により櫛歯放電加工
を行い、導入孔４に連通させたスリット５を形成する。なお、この場合に、図４Ｂに示す
ように、導入孔４から加工液用液溝３に加工液１０を流通させることにより、安定して加
工することができる。加工液１０の向きは、図のように穴側からスリット側へ流してもよ
いし、その逆でもよい。また、大きさの異なるセル４２を有するハニカム構造体４０を形
成する口金を製造するためには、加工液用液溝３の中心軸３ｊからずれた位置に櫛歯電極
２１の突起電極２３を挿入する。このようにすることにより、大きさの異なるセル４２を
作成する口金１を製造することができる。
【００４１】
　図４Ａに続いて、図４Ｃに示すように、図４Ａと同一の列の異なる段において、図４Ａ
とは、異なる方向に加工液用液溝３の中心軸３ｊからずれた位置で、櫛歯電極２１の突起
電極２３を挿入する。このように櫛歯電極２１を加工液用液溝３の中心軸３ｊから交互に
異なる方向にずれるように挿入することにより、図４Ｄ及び図４Ｅに示すような、大きい
セルと小さいセルが交互に形成されたハニカム構造体４０を製造するための口金１を製造
することができる。口金１を用いて押出成形することにより、図５に示すようなハニカム
構造体４０を製造することができる。
【実施例】
【００４２】
　以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
限定されるものではない。
【００４３】
（実施例）
　加工液用液溝形成工程において、ステンレス製で、縦横１８０×１８０ｍｍ、厚さ２０
ｍｍの板状の口金基体２の、スリット５が形成される予定の口金基体２の一方の端面７に
、スリット５の幅よりも小さい、幅０．１８ｍｍの直線状の加工液用液溝３を、図２Ａ～
２Ｂに示すように形成した。
【００４４】
　次に、導入孔形成工程において、口金基体２の他方の端面８に、開口径が１．４ｍｍの
導入孔４を図３Ａ～３Ｃに示すように、押出成形するハニカム構造体４０のセル４２の頂
点に相当する位置に、坏土導入面１８から１７．５ｍｍの深さまで、約１万個形成した。
【００４５】
　次に図４Ａ～４Ｃに示すように櫛歯放電加工を行った。具体的には、櫛歯電極２１に設
けられた板状の突起電極２３は、厚さｔが０．２ｍｍ、高さＨが４．５０ｍｍ、突起電極
２３に平行な方向の幅Ｌが１．５ｍｍであるものを使用した。口金基体２の他方の端面８
側から導入孔４を経由して一方の端面７側に加工液１０を流出させながら、櫛歯電極２１
を用いて櫛歯放電加工を行い、図４Ｄ及び図４Ｅに示すような口金１を得た。
【００４６】
（比較例）
　比較例として、研削による液溝を形成せずに口金を作製した。他の工程は、実施例と同
様とした。
【００４７】
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（結果）
　加工液用液溝３により予め除去量を３３％低減でき、放電加工時間を３３％削減するこ
とができた。加工液用液溝３の加工工数を含めても１０％の工数削減となった。加工液用
液溝３により加工液流量が増加、スラッジ排出性が向上し、スリット放電加工時に発生し
ていたリブ電極の折損が５０％低減した。液穴ではドリル加工やレーザ加工の場合では、
バリ等により、スリット放電加工開始時にリブ電極の折損が発生していたが、バリの発生
が非常に少ない研削により加工した加工液用液溝３では、折損が無くなった。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　大きさが異なるセルを有する構造のハニカム構造体を押出成形するためのハニカム構造
体成形用口金の製造方法として利用することができる。
【符号の説明】
【００４９】
１：ハニカム構造体成形用口金、２：口金基体、３：加工液用液溝、３ｊ：（液溝の）中
心軸、４：導入孔、５：スリット、７：一方の端面、８：他方の端面、１０：加工液、１
７：坏土成形面、１８：坏土導入面、２１：櫛歯電極、２２：櫛歯電極支持部、２３：突
起電極、４０：ハニカム構造体、４１：隔壁、４２：セル。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】
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【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図４Ｅ】

【図５】
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